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１．概要（Summary） 
 小型分光器は基本的に、分光対象の光を回折格子に

照射することで、入射光を波長ごとに分離する。この際、

異なる波長の光は、光路長に比例して分離されるため、

分解能と小型化を両立することは難しく、小型化に限界が

あった。 
本研究では、従来の回折格子型の分光器にみられた光

路長による制約を解消し、近赤外光分光器の小型化と高

分解能の両立を目標とする。そのために、金回折格子上

で生じる自由電子の集団振動である表面プラズモン共鳴

（SPR）を利用した、ショットキー障壁による電流検出型の

分光器を考案した。この方法を用いれば、回折した光を

遠方で検出する必要がなくなり、デバイス表面で光の分

光計測が完了するので、従来型の分光器の空間的な制

約を逃れられる大きな利点が得られる。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 ・高速大面積電子線描画装置 
【実験方法】 
 デバイスの試作において、高速大面積電子線描画装置

（ADVANTEST F5112+VD01）を用いて、回折格子パ

ターンを作るためのフォトマスクを試作した。シリコン基板

上に回折格子パターンを製作し、その上に金薄膜を成膜

することで、ショットキー障壁を備える表面プラズモン励起

用の金表面を得た。異なる波長ごとに、異なる角度で

SPR が生じることを利用して、角度ごとの電流計測データ

を取得し、スペクトル算出用の変換行列を作成した。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 評価のために、複数の波長からなる光を照射して、分光

評価実験を行った。その結果、1470~1570 nm の波長範

囲において、波長分解能 10 nm 程度で市販品の小型分

光器と同程度の分光能力を示すことがわかった。今後、シ

ステム全体の小型化などの研究を進める予定である。 
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